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１．概要（Summary） 

昨今、より不確かの小さい電流標準の実現に向けた研

究が盛んに行われている。 電流はその単位「クーロン/

秒」からもわかるように、流れる電荷の数そのものである。  

そこで単一の電荷を高い精度で電気的に放出、制御する

ことで不確かさがより小さく、そして直接的な電流標準の

実現が期待される。 

本研究では、「Tunable Barrier Pumping（TBP）」

と呼ばれる手法による素子を用いる。そこで実際に

TBP 素子による単電子を確認するため、TBP 素子作

製の各工程における条件出しを行った。 

 

２．実験（Experimental） 

利用した装置 

スピンコーター，ホットプレート，小型真空蒸着装置， 

プラズマアッシャー，低真空走査電子顕微鏡 

 TBP素子を作製するため、各工程における条件出し

を行った。 半導体二次元電子系基板上にアライメン

トマーク、エッチングライン、オーミック電極、ゲー

ト電極を順に作製した。各段階において、光学顕微鏡

および低真空走査電子顕微鏡による観察を行い、最適

な作製条件を検証した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

基板上に作製した各工程の光学顕微鏡画像を Fig.1

から Fig.4に示す。 

 

Fig.1 Alignment Marks. 

 

Fig.2 Wet Etching Line. 

 

Fig.3 Ohmic Contacts. 

 

Fig.4 Electrodes. 

以上に示したように、ポジレジストによるリフトオ

フ法を用いて TBP素子を作製することができた。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 The Conference on Precision Electromagnetic 

Measurements 2014，平成 26年 8月. 

 

６．関連特許（Patent） 
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